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В результате было составлено восемь уравнений описывающих состояние системы:

1) любое стационарное состояние процесса обеспечивается неизотермическими условиями: подложка и 

стенка вакуумной камеры имеют заданные температуры Ts и Tw. Температура мишени Tt(ji) зависит от 

плотности ионного тока ji. Площади указанных поверхностей равны At, As и Aw;

2) на всех поверхностях в результате поверхностной химической реакции возникает соединение MmОn ,   

где k(T) – константа скорости химической реакции по Аррениусу; 

3) на каждой поверхности происходит потребление кислорода, которое зададим в виде потоков Qt, Qs и Qw; 

4) на поверхности мишени конкурируют два процесса: формирование тонкого слоя соединения MmОn и его 

эмиссия. Атомы M и молекулы MmОn, эмитированные поверхностью, создают соответствующие слои на 

подложке и стенке камеры; 

5) поверхность мишени распыляется ионами аргона и испаряется в соответствие с законом Герца-Кнудсена. 

6)Температура мишени зависит от плотности ионного тока, поэтому потоки металла                             

и оксида                                                           с поверхности мишени зависят 

от плотности ионного тока. 
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описывающих стационарное состояние процесса: 

1) равновесие на поверхностях:

мишени 

подложки и стенки

2) Поток кислорода на каждой поверхности:

3) поток кислорода, откачиваемый насосом:

4) уравнение баланса газовых потоков:
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Исследование проводятся при поддержке РНФ (грант 15-19-00076)


